Программа дисциплины

«Конструирование и технологии производства МРЭА»
    Автоматизированный многокритериальный выбор вариантов типовых и стандартных элементов и материалов при конструировании РЭА. Описание объектов выбора , модели данных, их сравнение и особенности применения для задач выбора. Реляционная и ассоциативная модели данных. Формирование поискового образа запроса. Выбор допустимых вариантов в ассоциативной модели данных. Выпор оптимальных по Парето вариантов, выбор оптимальных по L-критерию вариантов в ассоциативных структурах. Алгоритмы, примеры.

   Защита РЭА от внешних воздействующих факторов. Влияние внешних возмущений на ошибки параметров и надёжность РЭА по внезапным отказам. Связь между внешними возмущениями и надёжностью РЭА. 

     Защита РЭА от тепловых воздействий. Уравнение энергетического баланса. Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Законы Фурье, Ньютона, Стефана-Больцмана. Моделирование тепловых процессов с помощью электрических цепей. Методы расчёта тепловых режимов РЭА. Примеры теплозащиты конструкций. 

     Защита РЭА от механических воздействий. Виброчастотная характеристика системы, аппарат-амортизатор. Амортизатор, как средство защиты РЭА  от механических воздействий. Конструкции основных типов амортизаторов(АД, АП). Методы защиты конструкций РЭА от вибраций и ударов. Примеры. 
     Защита РЭА от влажности и последствия её воздействия на РЭА. 

     Защитные и декоративные покрытия деталей РЭА. Металлические покрытия. Понятие потенциала метала по отношению к водороду. Анодные и катодные покрытия. Цинкование и кадмирование.     

            Фосфатирование и оксидирование, воронение, анодное оксидирование.

     Лакокрасочные покрытия. Подготовка поверхности к нанесению ЛКП.

     Грунтовки, шпатлёвки, выравнивание поверхности. Технологии нанесение ЛКП.

Типы покрытий для деталей РЭА: меламиноалкидные и нитроцеллюлозные покрытия, пентафталевые и глифталевые покрытия, эпоксидные покрытия.

     Герметизация РЭА, как комплексная защита конструкций от влажности и агрессивных сред. Пропитка. Заливка. Обволакивание. Методы создания вакуумплотной герметизации. Разъёмные и неразъёмные конструкции герметизации РЭА.

     Технологии интегральных микросборок. Сравнение толсто- и  тонкоплёночных технологии. Тонкоплёночные ИМС. Физика напыления тонких плёнок. Обеспечение интенсивного испарения вещества. Создание направленного потока молекул к подложке. Конденсация вещества на подложке. Техника испарения в вакууме. Обеспечение глубокого вакуума: форвакуумные, диффузионные и сорбционные насосы. Измерение вакуума. Испарители прямого и косвенного подогрева. Требования к испарителям. Примеры. 
    Методы создания рисунка тонкоплёночных ИМС. Фотооригиналы и фотошаблоны. Съёмные маски и фотолитографические методы нанесения рисунка на подложку. 

    Подложки тонкоплёночных ИМС. Методы подготовки подложек к напылению: механические и химические способы обработки поверхности. Удаление загрязнений эмульгированием,  эмульгированием с ультразвуком, органическими растворителями.

   Катодное и ионно-плазменное напыление тонких плёнок. Влияние напряжённости электрического поля и молекулярного веса рабочего газа на скорость роста плёнки. Зависимость скорости напыления от вида напыляемого материала (Al, Mg, Au, Ag). Эффект конусности. Особенности напыления диэлектриков. Реактивное катодное напыление. 

     Тонкие металлические, диэлектрические и резистивные плёнки. Особенности формирования проводников, контактов и обкладок конденсаторов. Роль  диэлектрика при создании тонкоплёночных конденсаторов. 

Выбор материала диэлектрика конденсатора. Особенность тонкоплёночных резисторов.

     Толстоплёночные ИМС. Технологии создания толстых плёнок. Подложки толстоплёночных ИМС и способы подготовки их поверхности. Пасты для проводников, диэлектриков и резисторов. Процесс нанесения рисунка в толстоплёночной технологии. Вжигание толстых плёнок. Особенности вжигание проводников, диэлектриков и резисторов. Подгонка толстоплёночных элементов. Многослойные толстоплёночные ИМС.

